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１．概要（Summary） 

銅酸化物高温超伝導体である Bi2Sr2CaCu2O8+ 

(Bi2212) は転移温度が高く、テラヘルツ発振[1]などが

観測されているが、高温超伝導発現機構は未解明である。

Bi2212 は超伝導体と絶縁体が交互に積み重なった結晶

構造(固有ジョセフソン接合)をしており、この層に垂直な

I-V特性からBi2212の電子の状態密度を測定することが

できる。これにより超伝導状態での Bi2212の電子の状態

を測定することができる[2]。 

I-V 特性を得るときは試料が発熱してしまい測定結果

に影響を与えてしまう。そこで本研究では、電流による試

料の発熱を抑えるために、京都大学ナノテクノロジーハブ

拠点の設備を利用してサブミクロンの精度で Bi2212 をク

ランク構造に微細加工した。高温超伝導体において観測

される本質的な物性を観測することにより、高温超伝導発

現機構の解明やデバイスとしての応用を目指す。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

集束イオンビーム/走査電子顕微鏡（FIB装置） 

【実験方法】 

薄くへき開した Bi2212 をエポキシ樹脂でサファイア基

板に張り付け、熱硬化銀ペースト(EPO-TEK H20E)を

配線した。 

その後にナノハブで収束イオンビーム装置を用い、基

板に垂直にビームを照射して幅2 mのブリッジ状に成形

した。まず幅 10 m程度になるように、45 nAのイオン電

流を用いて荒く削り、1.5 nAで幅 2 mにした。その試料

をチャンバーから取り出し、90 度回転させてブリッジ側面

の 2か所を削って 2×2 m2の断面積について c軸方向

に電流が流れるようにクランク構造に加工した。このとき

300 pAのイオン電流をもちいた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

FIB 装置での加工によりクランク構造に加工することが

できた（Fig. 1）。この試料の I-V特性を測定したところ、こ

のクランク構造によって固有ジョセフソン接合を測定でき

ていることが確認できた。また測定部に含まれている固有

ジョセフソン接合の数が 50～60層程度と比較的大きいこ

とが分かったが、層数は正確に分からなかった。層数が

大きいため発熱も大きくなると考えられ、また層数が正確

に分からないため固有ジョセフソン接合 1 層当たりの I-V

特性を得ることができない。そのため本研究では電子の

状態密度を得ることができなかった。この結果より、クラン

ク構造に含まれる固有接合の数をさらに減らし、薄くする

必要があることが分かった。 
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Fig. 1 The image of crank structure Bi2212. 

 


